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e Elliot Chevalier Université Montpellier/CEA-Leti
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Agenda

Introduction générale, présentation du webinaire cécile Chevalier

Présentation générale du groupe de travail métrologie RENIL Yoann Blancquaert
La lithographie NIL au Leti Api Warsono

Métrologies pour les mesures dimensionnelles et d’overlay Yoann Blancquaert

Al A

Wafer scale submicron optical grating for the picometre measurement of aberrations and
stitching errors in step and repeat cameras Yves Jourlin

La mesure de défectivité Elliot Chevalier
La mesure epaisseur par ellipsomeétrie Olivier Dubreuil

Actions a venir Cécile Chevalier / Yoann Blancquaert
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Introduction générale, le réseau RéENIL
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Réseau National de la
Lithographie par Nanolmpression

Contact:
renil_cogouv@groupes.renater.fr
COMMUNAUTE

ANIMATION SCIENTIFIQUE

EXPERTISES Technologiques, fondamentales, Simulation



